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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月1日(2010.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
a. 少なくとも１つのナノ気孔を含むセンサ本体部材と、
b. センサ本体部材及びナノ気孔と光学的に繋がり、光エネルギを送信し、且つセンサ本
体部材から光エネルギを受信する光学的導管と、
c. 光学的導管に光学的に繋がってセンサ本体要素から光学的パラメータを決定する光検
知器を具える検体感知装置。
【請求項２】
センサ本体部材は、光学的導管に光学的に繋がった反射面を含み、光学的導管は反射面を
含む、請求項１に記載の検体感知装置。
【請求項３】
光検出器は、光干渉断層計に繋がった、請求項２に記載の検体感知装置。
【請求項４】
光干渉断層計は、
a. 光源と、
b. 偏光維持基準路と、
c. 平行化レンズ、可変波遅延器及び光学的導管と光学的に協働する偏光維持サンプルパ
スと、
d. 光検知器と光学的に協働する偏光維持検知路であって、該検知路、光源路及び基準路
は夫々経路結合器に光学的に接続されている、請求項３に記載の検体感知装置。
【請求項５】
ナノ気孔は、少なくとも３００ナノメータである、請求項４に記載の検体感知装置。
【請求項６】
光干渉断層計は、位相を感知して、光路長上の変化を測定して、検体の屈折率を決定する
、請求項４に記載の検体感知装置。
【請求項７】
光干渉断層計は、偏光を感知し、ナノ気孔は構造性複屈折を測定するのに非対称であり、
ナノ気孔内の検体の屈折率を決定する、請求項４に記載の検体感知装置。
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【請求項８】
センサ本体要素と光学的導管を光学的に結合する工程であって、センサ本体要素は先端部
に、少なくとも１つのナノ気孔及び反射面を含み、光学的導管は先端部に反射面を含む工
程と、
　ナノ気孔内での検体の拡散を許す工程と、
　光学エネルギをセンサ本体要素に送信する工程と、
　検知器で光学パラメータを測定する工程とを有する、検体の光学的測定を得る方法
【請求項９】
光学パラメータを測定する工程は、光干渉断層計により、
　光源から光エネルギを生成する工程と、
　生成された光エネルギの少なくとも第１部分を基準反射器に送信し、該送信された光エ
ネルギの第１部分の少なくとも一部は、基準反射器によって反射される工程と、
　生成された光エネルギの少なくとも第１部分をセンサ本体に送信し、該送信された光エ
ネルギの第２部分の少なくとも一部は、ナノ気孔内に位置する検体と接し、検体と接した
光エネルギの少なくとも一部は反射される工程と、
　基準反射器及び検体によって反射された光を受信する工程と、
　受信した光エネルギを結合し、結合された光エネルギは干渉する工程と、
　結合された光エネルギを処理して、気孔内の検体の屈折率を測定する工程を有する、請
求項８に記載の検体の光学的測定を得る方法。
【請求項１０】
更に、光路長内の変化を測定して、ナノ気孔内側の検体の屈折率を測定する工程であって
、光干渉断層計は位相を感知し、光学時計に繋がった工程を有する、請求項８に記載の検
体の光学的測定を得る方法。
【請求項１１】
更に、構造性複屈折内の変化を測定して、ナノ気孔内側の検体の屈折率を測定する工程で
あって、光干渉断層計は偏光を感知し、ナノ気孔は非対称である、請求項８に記載の検体
の光学的測定を得る方法。
【請求項１２】
更に、センサ本体要素から後方散乱する光の偏光状態を測定する工程と、
　ポアンカレ球又は複素偏光比面(Ｚ)上の偏光状態の軌跡を描く工程と、及び
　軌跡を分析して、ナノ気孔内の検体濃度を推定する工程を有する、請求項１０に記載の
検体の光学的測定を得る方法。
【請求項１３】
更に、センサ本体要素内の直交する振動光間の位相遅延を検知する工程と、
　少なくとも１つのファラディロータ要素とともにセンサ本体要素内の光の反射により、
対称性を破壊する工程と、
　線形複屈折により変位に直交する動きについて、センサ本体要素から後方散乱する光に
対応してポアンカレ球上のストークスベクトルの軌跡を分析する工程と、
　検体の線形構造性複屈折及び円複屈折によりポアンカレ球上の複素軌跡を動きと共に分
析して、検体濃度を推定する工程を有する、請求項９に記載の検体の光学的測定を得る方
法。
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